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В теории плазменных эмиттеров [1 – 5] обычно рассматривается эмиссия с поверхности плазмы электронов или ионов с последующим ускорением в ленгмюровском слое. 
В реальных источниках пучков частиц транспортировка до «места назначения», как правило, происходит в плазме, которая образуется при ионизации остаточного либо специально напущенного в транспортный канал газа (так называемая вторичная плазма). Вторичная плазма также может выходить вдоль магнитного поля из открытой плазменной ловушки при инжекции в неё пучка электронов [6]. Такая плазма может существенно влиять на работу источника пучка, искажая распределение электрических полей и эмиссионных потоков, иногда вызывая электрические пробои.
Учет вторичной плазмы при численном моделировании источников с плазменными эмиттерами предполагает предварительное теоретическое исследование закономерностей эмиссии из первичной плазмы источника пучка при наличии встречного потока частиц. 
В настоящей работе такой анализ проведён в одномерном приближении, но полученные результаты пригодны для численного моделирования многомерных систем, в которых имеются плазменные области, которые эмитируют встречные потоки частиц с зарядами противоположного знака. 
Для плазменных эмиттеров ионов и электронов сформулированы граничные условия для потенциала и электрического поля на поверхности плазмы и начальные условия для скорости потока и плотности тока эмитируемых частиц в присутствии встречного потока из вторичной плазмы. Найденные условия использованы для модернизации численного кода 
POISSON-2 [7] и применены для двумерного моделирования источника протонного пучка [8]. 
Работа выполнена при поддержке грантом РФФИ (проект № 13-08-01064-a).
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